Priloha

Rozvoj technické zakladny NMS podile jednotlivych oborii metrologie

|. Méreni hmotnosti

Mé&reni hmotnosti (neformalné vazeni) je jednim z nejrozSifenéjSich méreni v technické praxi. Lze
je nalézt ve védé, vyzkumu, vyrobé, obchodu, sluzbach (pfedevSim logistice), dale v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a v zemédélstvi. Méfeni hmotnosti je také zakladem pro mnoho
nepfimych metod méfeni, napfiklad pro chemické analyzy, védecky vyzkum, biologii,
zdravotnictvi. Znaénou &ast rozsahu aplikaci pokryva primyslova vazici technika, ktera v CR
v pomérné kratké dobé prodélala vyraznou technologickou zménu. V tomto oboru jsou nasledujici
cile:

i. Vyvoj a implementace novych metod v oblasti vysokorychlostniho kontrolniho
vazeni silniénich vozidel
Termin: 12/2022

ii. Vypracovani zpfesnéné metody primarni etalonaze jednotky hmotnosti v rozsahu
1 mg - 20 kg

Termin: 12/2023

iii. Nové metody pro podporu digitalizace legalni metrologie pfi pouzivani vah
v zavazkovych vztazich

Termin: 12/2023

iv.  Digitalizace a automatizace procesu metrologické kontroly hotové baleného zbozi
vcetné vypracovani pfislusnych novych metod

Termin: 12/ 2024

v. Navrh nového etalonu hmotnosti pro oblast méfeni hmotnosti ve vakuu a pfenos
jednotky hmotnosti mezi rGznymi prostfedimi

Termin: 12/2026

Il. Metrologie elektrickych a magnetickych veli€in

Méfeni elektrickych a magnetickych veli¢in jsou jednémi z kliCovych oborl méfeni pro velké
mnozstvi pramyslovych procesu a védnich obor. Mimofadny ekonomicky vyznam ma presné
mérfeni zejména ve vyrobé, v distribuci a spotfebé elektrické energie, v komunikacich a v dopravé.
Neopomenutelné jsou ale i aplikace v ,neekonomickych® oblastech, napfiklad v oblasti zdravi
a bezpecCnosti. Rychle se rozvijejici oblasti, ktera vyzaduje znaCnou metrologickou podporu, je
zejména prenos a distribuce elektrické energie prostfednictvim inteligentnich siti. DalSi prioritni
oblasti je metrologické zajiSténi pro charakterizaci elektromagnetickych vlastnosti novych
materiald. Rozvoj metrologie elektrickych veli€in je zaméfen pfedevS§im na dobudovani
a modernizaci souboru etalonl a rozsifeni méficich schopnosti.
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a) V oboru metrologie ss odporu je cilem:

i. Zajisténi méreni komplexni zavislosti primarnich a vysoce pfesnych etalon(
elektrického odporu a impedance a méficich pristroju pfi provoznich podminkach -
tlaku, teploté a vihkosti

Termin: 12/ 2024

b) V oboru metrologie nf stfidavého napéti je cilem:

i. Integrace PJVS do automatizovanych méficich systémd CMI
Termin: 12/2024

ii. Vypracovani nové metody pro porovnavaci méfeni PJVS s termokonvertory
Termin: 12/2026

c) V oboru metrologie vf elektrickych veli€in je cilem:

i. Realizace zajisténi navaznosti pro etalonaz intenzity elektromagnetického pole
v pasmu 40 GHz az 50 GHz
Termin: 12/2023

ii. Zajisténi etalonaze intenzity elektromagnetického pole v kmitoctovém pasmu do 1
GHz pro sondy reagujici na magnetickou sloZzku pole
Termin: 12/2024

iii. Zajisténi metrologické navaznosti pro zkusebni a méfici pfistroje a pomocna

zafizeni pro méfeni vysokofrekvencéniho ruseni a odolnosti s vyuzitim vektorového
analyzatoru obvodu

Termin: 12/2025

d) V oboru metrologie stfidavych proudu je cilem:

i. Zpfesnéni metrologického zajisténi malych AC proudud (pod 10 mA)
Termin: 12/2024

e) V oboru metrologie elektrické impedance je cilem:

i. Vyvoj a realizace digitalnich vzorkovacich impedancnich muastk( pro kalibrace
etalon impedance pod 10 Q v pIné komplexni roviné do 1 MHz

Termin: 12/ 2022
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Rozsifeni kmito¢tového rozsahu vzorkovaciho impedanéniho mastku z bodu i) do
100 MHz v pfesnostech postacujicich pro kalibrace RLC metr(

Termin: 12/2025

Roz8ifit pracovni rozsah stfidavého kvantového etalonu impedance na bazi
Hallova jevu do kmito¢tu 20 kHz

Termin: 12/2025

f)  V oboru metrologie elektrického vykonu a prace je cilem:

Zajistit metrologickou navaznost statniho etalonu elektrického vykonu na kvantovy
etalon stfidavého napéti

Termin: 12/2023

Vyvoj a realizace etalonu fazoru pro kalibrace kalibratoru fazoru v€etné vyvoje nové
metody méfeni

Termin: 12/2026

g) V oboru metrologie magnetickych velic¢in je cilem:

Zaijisténi metrologické navaznosti méfeni pulsnich magnetickych poli
Termin: 12/2022

h) V oboru elektrického naboje je cilem:

v v v

Zajisténi metrologické navaznosti pro méfiCe elektrického naboje

Termin: 12/2023

lll. Metrologie v chemii a biologii

Metrologie v chemii (metrologie latkového mnoZstvi) zasahuje napf. do petrochemie, zemédélstvi,
potravinarstvi, zpracovani odpadl, zdravotnictvi, klinické biochemie, ale i napf. do hutniho
primyslu, kde produkce sméfuje k vyrobé& vysoce kvalitnich materiald podminéné Spickovou
méfici technikou. V této oblasti bude metrologie vyuzivat decentralizovany systém metrologického
zabezpedeni. V CMI je volena cesta relativné Gizké specializace.

a) V oboru metrologie plynnych smési jsou hlavni cile zaméfeny na:

Vybudovani pracovisté pro analyzu energetickych plynid s obsahem vysSich
uhlovodikd (pro uhlovodiky az do C16) vCetné zajisténi gravimetrické pfipravy
referenénich materiall

Termin: 12/2024
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Vyvoj novych metod pro analyzu a gravimetrickou pfipravu alternativnich
plynnych paliv (bioplyn, biomethan, zemni plyn s vy§Sim obsahem vodiku, vodik)

Termin: 12/2024

b) V oboru metrologie fyzikalni chemie je cilem:

VyhlaSeni nového statniho etalonu elektrolytické konduktivity v rozsahu (0,055 -
50) uS.cm

Termin: 12/2024

Vyvoj a realizace novych metod pro méfeni znecisténi vodiku
Termin: 12/2025

c) V oboru biochemie je cilem:

Vyvoj nové metody pro identifikaci vybranych navykovych latek v neznamych
vzorcich

Termin: 12/2023

IV. Metrologie pratoku a objemu tekutin

Do tohoto oboru spada méreni pratoku a objemu kapalin a zkapalnénych plynt (zejména voda,
kapalné potraviny, ropa, ropné produkty a dal$i). V oblasti plynd je to zejména mérfeni
prote¢eného objemového nebo hmotnostniho mnozstvi plynu, pratoku plynu a také anemometrie.

Realizace rozSifeni rozsahu statniho etalonu v oboru metrologie malych pratoku
kapalin od 1ml/h

Termin: 12/2022

Vyvoj a realizace mobilniho etalonazniho zafizeni pro zkousky vydejnich stojanu
na stlaceny vodik

Termin: 12/2023

ZlepSeni nejistoty méfeni statniho etalonu rychlosti proudéni vzduchu
Termin: 12/2025

Zavedeni zkousek plynoméra a pratokoméra za vySsiho statického tlaku pro
nizké prutoky

Termin: 12/2025

Vyvoj novych metod méfeni parametrli chytrych plynarenskych siti
Termin: 12/2025
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V. Metrologie teploty, vlhkosti a termalnich veli€in

Méreni teploty je dulezité pro Sirokou Skalu oblasti a aplikaci v primyslu (metalurgie, chemie
a biochemie, kvantova vypocetni technika), ve zdravotnictvi a v zivotnim prostfedi (monitorovani
a poskytovani informaci o klimatu a klimatické zméné, o ovzdus$i, o pudé a o vodé). Tento obor
zajistuje metrologické sluzby v oblasti kontaktniho i bezkontaktniho méfeni teploty, kalibrace
teplomérd, kalibrace celych méficich fetézcu, obdobné pak i v oboru vihkosti. S oborem teploty
bezprostfedné souvisi také metrologie tepelné energie a termofyzikalnich vlastnosti materiald.
Koncepce rozvoje méfeni tepelné-technickych veli€in je rozdélena do nasledujicich zakladnich
kategorii.

a) V oboru kontaktni termometrie je cilem:

i. Realizace jednotky termodynamické teploty podle nové definice jednotky Kelvin
Termin: 12/2025

b) V oboru bezkontaktni termometrie je cilem:

i. Vyvojsystému pro kalibrace IC teploméru, termokamer a ¢ernych téles pfi
rdznych vinovych délkach
Termin: 12/2023

ii. Metrologické zajiévténl' mérfeni emisivity v zavislosti na vinové délce zareni
prostfednictvim IC spektrometrie
Termin: 12/2025

iii. Realizace jednotky termodynamické teploty podle nové definice jednotky Kelvin
pro teploty nad 1000 °C relativni metodou
Termin: 12/2026

c) V oboru méfeni vihkosti pevnych latek a plynd je cilem:

i.  Vyvoj nové metody méfeni fyzikalné-chemickych parametri dvouslozkového
systému kapalina-para pro vodu

Termin: 12/2023

ii. Roz8ifeni metrologického zajisténi méfeni relativni vihkosti suchého vzduchu
v rozsahu pod 10 % za atmosférického tlaku

Termin: 12/2024

d) V oboru termofyzikalnich vlastnosti materiald je cilem:
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i. Zavedeni nové metody méreni tepelné stability a tepelné degradace (izolanich)
materiald s vyuzitim vysokoteplotni komoroveé pece

Termin: 12/2022

ii. Zajisténi metrologické navaznosti pro méfeni tepelné vodivosti a tepelné difuzivity
nestacionarni metodou (TPS)

Termin: 12/2023

iii.  Implementace méfeni termofyzikalnich vlastnosti pro tenké vrstvy
Termin: 12/2026

VI. Metrologie akustiky a kinematiky

Rozvoj metrologie akustickych a kinematickych veli€in bude zaméfen nejen do standardnich
oblasti, jako je primysl, doprava nebo zdravotnictvi, ale v pfipadé akustiky i do oblasti uméni,
multimédii, komunikaénich technologii i modernich technologii zabavniho primyslu tak, aby se
metrologické moznosti pfizpUsobily poptavce po metrologickych sluzbach i v téchto oborech.
Koncepce rozvoje akustiky a kinematiky je rozdélena na dvé zakladni ¢asti, metrologii akustiky
a metrologii kinematiky.

a) V oboru metrologie akustiky je cilem:
i. Realizace nové metody kalibrace akustického kalibratoru pomoci
automatizovaného méficiho systému

Termin: 12/2023

b) V oboru metrologie kinematiky je cilem:

i. Konstrukce nového méficiho systému pro kalibrace pulst snimkového
synchroniza¢niho kmitoCtu rychlobéznych kamer pro zaznam velmi rychlych
pohybu objektd v&etné vypracovani nové metody méreni

Termin: 12/2022

ii. Nova metoda metrologického zajisténi méfidel rychlosti objektd do 20 m/s pomoci
laserového interferometru

Termin: 12/2022

VIl. Metrologie sily a momentu sily

Potfeba metrologickych sluZeb v té&chto oborech veliéin odpovida situaci pramyslu v CR. Nadale
ubyva tézkého strojirenstvi a hutnictvi, tudiz také velkych silomérd a velkych méfidel momentu
sily. Naopak dal$i narust pozadavkd na kalibraci je zaznamenan u méfidel nizSich jmenovitych
rozsahu, pouzivanych pro montazni prace na vyrobnich linkach apod. Takové snimace sily
a momentu sily nachazeji uplatnéni hlavné v automobilovém a elektrotechnickém pramysilu,
jejichz dalsi rozvoj v pfistich letech Ize pfedpokladat. Ve stavebnictvi jsou pozadavky stalé
a rozsifovani pozadavkl na metrologické vykony se nepfredpoklada.
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a) V oboru metrologie sily je cilem:

i.  Automatizace statnich etalonu sily ESZ 500 N a ESZ 3 kN
Termin 12/2024

b) V oboru metrologie momentu sily je cilem:

i. Rozvoj novych metod pro kalibrace atypickych méfidel sily a momentu sily pro
pokrocilé primyslové aplikace

Termin 12/2025

VIll. Metrologie ionizujiciho zareni

Obor metrologie ionizujiciho zafeni se uplatfiuje v mnoha oblastech pramyslu, aplikovaného
vyzkumu a ochrany Zivotniho prostfedi a je nepostradatelny zejména pro zdravotnictvi a jadernou
energetiku. Smyslem navrzenych cilll je zaji$téni metrologickych potieb, které vyplynou z rozvoje
téchto oblasti. V oboru metrologie ionizujiciho zafeni je cilem:

i. Zajisténi nové metody etalonaze veli€iny emise pro plosné radionuklidové zdroje
Termin: 12/2023

i. Obnova a charakterizace referencniho zdroje 252Cf pro metrologické
zabezpeceni stavajicich a novych jadernych energetickych zdroja a jinych
provozll v CR

Termin: 12/2024

iii.  Vytvofeni nové metodiky méfeni a metrologické navaznosti pro neutronové zdroje
o velmi malych emisich v fadech (10 — 10*) s dle strategie CCRI

Termin: 12/2025

iv.  Vybudovani metrologickych prostfedku pro oblast megavoltovych energii zafeni X
Termin: 12/2026

IX. Nanometrologie

V oboru nanometrologie je trendem rozvoj metod pro méfeni rozméra a dalSich fyzikalnich veli¢in
s rozliSenim v fadu nanometrd, zejména v oblasti zlepSeni metrologické navaznosti pro méreni
veli¢in vyuZivanych v nanotechnologiich, jako jsou sila a mechanické vlastnosti (MEMS,
nanokompozity), rozlozeni teploty a elektrickych veli¢in (mikroelektronika) a optickd odezva
(solarni ¢lanky, fotonika). Metrologicka navaznost v téchto oborech je pomérné komplikovana
a omezeni moznosti méfici techniky a souvisejici metodologie tak ¢asto brani pfechodu z faze
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vyzkumu a vyvoje do oblasti primyslovych aplikaci. Pro obdobi 2022-2026 se jedna o nasledujici

cile:

Snizeni nejistoty méfeni uhlu na planarnich strukturach pod 50 prad
Termin: 12/2022

Zabezpeceni metrologické navaznosti pro méfeni topografie v rozsahu vétsim
nez 5x5 cm s nejistotu polohovani mensi nez 10 nm

Termin: 12/2023

Realizace metru pomoci atomarni mfizky kfemiku pro zajisténi metrologické
navaznosti v nanometrologii

Termin: 12/2024

Zavedeni technologie multisenzorovych méreni pro charakterizaci toku energie v
mikro- a nanoméfitku a jejich vyuziti pfi méfeni v oblasti novych
nanostrukutovanych materiala

Termin: 12/2025

Pfechod na bezkontaktni senzory pro méfeni 3D objektl v nanoméritku s
nejistotou v Fadu jednotek nm

Termin: 12/2026

X. Metrologie tlaku a vakua

Obor je vyznamny pro celou fadu prumyslovych aplikaci, zdravotnictvi, ochranu Zzivotniho
prostfedi. Zejména obor vakua je kliCovy pro zajisténi provozu pokrocilych technologii. Projevuje
se zde znatelny trend rlstu pozadavkl na metrologické zajisténi v ¢im dal vy$Sim vakuu. V oblasti
metrologie tlaku a vakua je zamérem zlepSovat nejistoty statnich etalonu, rozsifit technické
parametry primarni etalonaze, zvysit automatizaci méfeni a vypoltd areagovat na noveé
pozadavky klic¢ovych obor(, napf. plynarenstvi.

V oboru metrologie tlaku a vakua je cilem:

Vyvoj nové metody pro zajiSténi metrologické navaznosti simulatord
oscilometrickych signalt (dynamickych tlaka s nizkou frekvenci i amplitudou) pro
méfidla krevniho tlaku

Termin: 12/2023

SniZeni nejistot etalonaze velmi vysokych pretlakl v olejovém médiu v rozsahu do
1 GPa

Termin: 12/2025

RozSifeni metrologického zajisténi etalonaze vakua pro smési plynu
Termin: 12/2026
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XI. Metrologie tvrdosti

Tvrdost je jedna ze zakladnich mechanickych vlastnosti materiald. V mnoha pfipadech jeji pfesné
méreni je kliCovym faktorem pro konstrukci €i zajisténi kvality a dlouhodobé Zivotnosti vyrobki
v technické praxi. V sou¢asné dobé je stale ¢astéji v fadé primyslovych obort pouzivana metoda
méfeni mikrotvrdosti. DalSim trendem je automatizace méfeni, ktera umoznuje rychlejsi a
presnéjSi méfeni. V navaznosti na tento trend bude v oboru tvrdosti cilem:

i. RozSireni statniho etalonu tvrdosti Brinell o modifikovanou metodu Brinell
Termin: 12/2025

XIl. Metrologie délky a rovinného uhlu

Jednotka délky jeden metr je odvozena zrychlosti Sifeni svétla. Proto zdroje zareni lasery
a pfistroje pracujici s lasery (lasertracker, lasertracer, laserscaner, laserovy interferometr a dalsi)
maji vysokou prioritu v oblasti vyzkumu. Na tyto pfistroje navazuji optické pfistroje a dale
mechanické dotykové pfistroje. Stale vice se vyuzivaji a rozvijeji metody kvantové fyziky, optiky,
dudlezitou roli hraje rozvoj elektroniky a fizeni. Rozsah méfeni délek je velky od méfeni atomovych
mfizek, pfes nano a mikro metrologii, pfes strojirenska méfeni a dale pfes geodetické méfeni az
k méfeni kosmickych rozméru.

V posledni dobé nabyva na vyznamu méfeni ne jenom v jedné ose, ale ve dvou a tfech osach -
3D-tfidimensionalni (soufadnicovd) metrologie. Ta je zabezpeCovana 3D méficimi stroji,
lasertrackery, optickymi skenery a mnoha dal8imi pfistroji.

K témto tfem méfenym osam dale pfistupuje méfeni ¢asu. Mnoho pfistroji méfi dobu navratu
odrazeného laserového paprsku a z této doby se uréuje vzdalenost na zakladé znalosti rychlosti
Sifeni svétla. Potfeba souCasného méfeni délky a ¢asu vede i k méfeni rychlosti a zrychleni, coz
je vyuzivano napf. u laserovych interferometrt, u méficich pfistroji rychlosti (optické brany) nebo
napf. pfi méfeni velkych az meziplanetarnich vzdalenosti.

Pod obor méfeni délek patfi i méfeni rozmérd, tvard, odchylek tvaru, drsnosti a vinitosti, méreni
obecnych ploch a v neposledni fadé Ghlu. Uhel se méfi a vyhodnocuje na zakladé bud rovinné
a prostorové trigonometrie, nebo pomoci specialnich pfistroju.

Metrologie délky uzce zasahuje do méfeni dalSich veli€in a jednotek jako je tlak (mé&Feni plochy
pistu), rychlost, zrychleni, moment sily a dal$i. Je dulezita v novych technologiich (vyroba nano
vlaken, 3D tisk atd.).

Metrologie délky je rovnéz vyuzivana v zemémeéfictvi. Pro tyto u€ely je uchovavan statni etalon
délky 25 m az 1450 m.

a) V oboru metrologie délky je cilem:

I.  Vyvoj nové metody, navrh a konstrukce zkuSebniho etalonového zafizeni pro

metrologickou navaznost bezkontaktnich méficek délek
Termin: 12/2022
ii. Zajisténi pfimé navaznosti ze statniho etalonu geometrickych rozmérd 3D

objektt na nejpfesnéjsi skenery s modrym svétlem pro potfeby zdravotnich
pFistrojli, zdravotnich pomucek a nahrad i pro vyrobky novych technologii

Termin: 12/2023
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iii.  Vyvoj nové metody pro kalibraci a ovéfovani méfidel pro komplexni
parametricka vicerozmérna méreni

Termin: 12/2024

iv.  Vyvoj nové metody kalibrace lasertracerl pomoci kalibracnich téles pro vyuziti
lasertracert ke kalibracim stroja a pfistroju modernich technologii

Termin: 12/2025

v. Na zakladé vyuziti vyhodnocenych pfimych méfeni délek mezi pilifi etalonu a
meéreni naklonl na jednotlivych pilifich bude dan navrh na zpresnéni parametr(
statniho etalonu délky 25 m az 1450 m

Termin: 12/2024

b) V oboru metrologie rovinného uhlu je cilem:

i. Vyvoj nové metody pro automatické kalibrace pfesnych optickych polygonu
Termin: 12/2025

XIll. Metrologie optickych veli€in

Radiometricka a fotometricka méfeni jsou dulezita pro Sirokou Skalu primyslovych odvétvi
a aplikaci, vCetné osvétleni, polovodiCové techniky, fotovoltaiky, optické komunikace,
automobilového pramyslu, sledovani zmén klimatu ad. Spektralni rozsah méfenych veli€in je (200
- 50 000) nm. Toto vymezeni respektuje Clenéni oboru postupné ustalené v ramci CCPR BIPM
a nasledné v databazi KCDB CIPM.

a) V oboru radiometrie je cilem:

i.  Zajisténi metrologické navaznosti radiometrt a spektro-radiometri pro méreni
erythemy UV zafeni pro vyhodnoceni rizika poSkozeni lidské pokozky, zajisténi
mezinarodni ekvivalence méfeni na urovni BIPM CCPR (nejistota méfeni na
urovni 3,5 % relativné)

Termin: 12/2023

ii. Vyvoj nové metody metrologické charakterizace detektort pro monitorovani
fotovoltaickych systému aplikovanych dle IEC 61724

Termin: 12/2024

iii.  Vybudovani primarniho etalonu pro charakterizaci systémd méreni
autokorelacnich funkci kvantovych jednofotonovych zdroju pro systémy kvantové
fotoniky

Termin: 12/2025
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b) V oboru fotometrie je cilem:

i. Implementace kvantové predikovatelného absolutniho detektoru (PQED) jako
primarniho fotometru pro zajisténi S| navaznosti veli€iny svitivost v oboru
fotometrie LED svételnych zdroju véetné vyvoje novych metod méreni

Termin: 12/2023

ii. Vyvojaimplementace novych typll sekundarnich etalonl celkového svételného
toku zaloZenych na LED zdrojich pro efektivni zajisténi pramyslovych kalibraci
veli¢iny v CMI vCetné vyvoje novych metod méfeni

Termin: 12/2025

XIV. Metrologicky software

Validace metrologického softwaru patfi mezi zakladni procesy pfi schvalovani typu méfidel podle
zakona o metrologii nebo pfi posuzovani shody stanovenych vyrobkid podle smérnic EU
aplikovanych na méfidla. Software se dostava do stale vétSiho mnozstvi méficich pfistroju napfic
jednotlivymi obory a nabyva na stale vétsi dllezitosti. Je proto nezbytné vytvofit pevnou zakladnu
pro realizaci funkéniho testovani a podminky k dalSimu vyvoji novych testovacich metodik
vzhledem k nové nastupujicim technologiim, které zacinaji byt implementovany v praxi. V ramci
validace metrologického softwaru jsou provadény zkousky ve shodé s pravné zavaznymi predpisy
pro jednotlivé druhy méfidel s vyuzitim aktualni verze mezinarodniho dokumentu WELMEC
Software Guide 7.2 za u€elem prokazani shody se stanovenymi pozadavky reprezentujicimi miru
souvisejiciho rizika pfi zajiSténi pozadované Urovné ochrany spravnosti méreni.

V oblasti metrologického softwaru jsou hlavni cile zaméfeny na:

i. Vyvoj a implementace novych metod pro posuzovani softwaru v oblasti
zdravotnictvi a implementace doplfikovych pozadavku na konkrétni zdravotnickeé
prostfedky dle pfislusnych norem

Termin: 12/2022

i. Vyvoj a implementace digitalniho kalibracniho certifikatu a zavedeni jeho
vydavani pro jednotlivé fyzikalni veli€iny
Termin: 12/2024

iii. Vyvoj a zavedeni novych metod pro posuzovani a validaci softwaru méficich
pFistroji dle pfislusnych norem
Termin:12/2025

11



Priloha

XV. Méreni tihového zrychleni

Oblast méfeni tihového zrychleni ma uplatnéni v aplikovanych oborech geologie (zejména
geodézii a geofyzice), pfi feSeni environmentalnich probléml( a v metrologii jinych oboru
(hmotnost, sila a moment sily).

V tomto oboru jsou nasleduijici cile:

Zajisténi metrologické navaznosti pfidruzenych meéfeni (supravodivého
gravimetru, pruzinového gravimetru) potfebnych k uchovavani i rozvoji statniho
etalonu tihového zrychleni

Termin: 12/2024

ZvySeni automatizace a efektivity méfickych, kalibracnich a vyhodnocovacich
postupu ke schvalenym CMC v oboru tihového zrychleni

Termin: 12/2026

XVI. Metrologie ¢asu a frekvence

V oboru metrologie ¢asu a frekvence je cilem:

Zajisténi  meéfeni  optickych etalond  frekvence pomoci ultrapfesného
femtosekundového hiebene a jeho vyuziti pro optické hodiny a primarni etalonaz
délky

Termin: 12/2023
Konstrukce systému umoznujiciho interni porovnavani stavajicich optickych hodin

s kvazinezavislym zdrojem stejné frekvence a kvality jako je pracovni frekvence
optickych hodin a tim k zpfesnéni metrologickych charakteristik optickych hodin

Termin: 12/2026

V navaznosti na redefinici jednotky ¢asu sekunda nahrada sou¢asného statniho
etalonu frekvence a €asu pfesnéjSim statnim etalonem na optickém principu

Termin: 12/2026
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